
採購規格需求書
採購案名(中文)：FIB聚焦離子束 1套
採購案名(英文)：Crossbeam 550L FIB-SEM 1SET
1. 採購標的規格要求
FIB聚焦離子束一套
 (一)電子束裝置

1.
電子束加速電壓:

最低可達 ≦0.02kV，最高可達 ≧30kV，改變電壓值 ≦10V。鏡筒內有著對入射電子束有 ≧8kV之加電壓功能。

2.
電子束影像解析度: ≦0.7 nm at 15 kV; ≦1.4 nm at 1 kV

3.
電子束電流：最大可達 ≧40nA

4.
偵測器：

A.
In-lens (SE)二次電子偵測器

B.
In-lens (ESB)背向散射電子偵測器

C.
Everhart- Thornley二次電子偵測器

5.
電子源：Schottky field emitter.

6.
電子束影像放大倍率：12 - 2,000,000倍

(二)離子束裝置

1.
離子束加速電壓：

最低可達 ≦0.5kV，最高可達 ≧30kV，改變電壓值 ≦10V。

2.
離子束影像解析度：

≦3nm at 30kV (statistical method).

≦120nm at 1kV

3.
離子束影像放大倍率：300 - 500,000倍

4.
離子束電流：最大可達 ≧100nA; 最小可達≧1pA

5.
離子束光圈數量 ≧14個

6.
至少兩隻氣體注入系統，濺鍍氣體需搭配白金化合物以及碳

7.
電子束影像儲存解析度：

最大可達32k x 24k pixel 含以上

8.
腔體至少有22個孔位

9.
腔體大小內徑 ≧520 mm，高 ≧307 mm

10.
載台：

X軸與Y軸的移動距離 ≧202 mm, Z軸的移動距離 ≧50 mm 傾斜角度 = -15( 到 54(, 傾斜54(時垂直FIB coulmn可移動範圍 ≧20 mm, 載台可連續旋轉 360(
11.
鏡筒的磁場無外漏，在非鍍金情況下，電子束可量測磁性物質。需設計有電子加速器(Beam booster),電子能在鏡筒加速(≧8kv),確保設備能在低加速電壓模式下同時提供高解析度成像能力。

12.
電腦系統：

須為Win10; SSD ≧1TB; Hard Disk ≧6,000 GB *2

類比式旋鈕控制面板含鍵盤

13.
冰水機規格：

Water tank ≧12 liters

Adjustment temperature range:須包含 +16℃ to +22℃

14.
真空系統：

前級泵浦之抽氣能力需 ≧10 cubic metre per hour, 單向電源110V/220V 60Hz, 渦輪分子式泵浦 抽氣能力需 ≧250 Litre per second.

The ultimate vacuum in the specimen chamber is better than 2.7 x 10-6 mbar.

15.
須包含真空氣閘:

可安裝於場發射掃描電子顯微鏡上，直徑須≧200 mm圓形的空間。

2. 履約期限：
決標次日起365個日曆天內交貨至指定地點。完成安裝測試3個月內。
3. 驗收條件：
（1）同採購規格需求書內的採購標的規格要求項目

（2）驗收文件提交，包含收貨簽收單、貨品照片(全景及廠牌型號)、 


安裝測試報告、原廠出廠證明及保固保證書。
4. 付款條件：驗收合格且完成後，一次付款。
5. 保固期：設備驗收合格之日起，製造商(或代理商)提供壹年的保固期與保固期後提供貳年的維護保養免人力費。
6. 其他：
（1）須於保固期限內完成有關顯微鏡操作訓練。

（2）訓練時間：至少80小時。
（3）訓練人次：不限。
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